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1.  はじめに 
　近年，半導体微細加工技術から発展したMEMS 技術は大きな関心を集めている．MEMS 技術
はデバイスの高集積・高感度・低価格・低消費電力化を実現可能し，電気・電子機械分野のみに
とどまらず，ナノテクノロジー・バイオ等様々な分野で応用が実現されている． 代表的なMEMS 
デバイスに触覚センサが挙げられる．これは，複数の圧力センサを 2 次元アレイ状に配置し触覚
情報を得るセンサである．触覚センサは，ロボットアームや遠隔治療用器具等，新時代のデバイ
スとして多分野での応用が期待されている．本研究では，触覚センサの新しい応用先の一つとし
て，表面粗さを計測するシステムを実現することを目標とする．これは，触覚センサを計測対象
物である凹凸面に押し当て，凹凸によるアレイ内の圧力センサのメンブレンの変位による出力電
圧の大小を計測対象物の表面粗さとして計測するものである．本稿では，ピエゾ抵抗型圧力セン
サを用いた表面粗さ計測法についての評価を行う．  
2.  表面粗さ計測法 
　本稿での表面粗さ計測法について説明する．計測対象物を圧力センサのメンブレンへ押し当て
る．その際，計測対象物の表面粗さによりメンブレンが押し込まれ，変位が生じる．この変位量
は計測対象物の表面粗さの大小により変化するため，接触面の粗さの大小による出力電圧の変化
の大小を表面粗さとして計測する．また，センサ上で計測対象物をスキャンすることにより，平
面の表面粗さ計測を可能にする． また，アレイ内のセンサのメンブレンは平坦であり，この状
態で計測を行うと計測対象物の表面粗さの計測が困難である．そこで，あらかじめメンブレンに
圧力を印加し，メンブレンに変位を与えることによりこの問題を解決する．この手法を用いると
により，既存の作製プロセスを変更することなく，表面粗さ計測を行うことが可能である． 
3.  表面粗さ計測法の評価 
　実験として 2 節で述べた表面粗さ計測法について，触覚センサ内の一つの圧力センサについ
て，計測のスキャン速度を変化させた場合とセンサのメンブレンサイズを変化させた場合の出力
電圧の評価を行う．実験は，センサ上に凹凸面を押し当て，それを一軸方向にスキャンすること
により行う． 図 1 の実験結果より，スキャンスピードについて遅くすること，また，センサの
メンブレンサイズについてはサイズの狭いものを用いることにより，より詳細な粗さ計測が可能
となるということが言える．

（電子情報通信学会2009年総合大会　講演論文集　エレクトロニクス2 156頁, C-12-68, 
2009.3.18）

 
Surface Roughness Detection Method with Tactile Sensor 

                 
Yasuo Miyamoto     Yuki Soh      Hiroshi Kubota 

 
Graduate School of Science and Technology Kumamoto University 

 
 

1.  
!"!#

!"!#

$
!"!#

$
%

&

$

$$
 

2.  

$

$
 

3.  

&

$
%

$
$

$
%'$ $

(()*+ (,*+ *$

!"# !$#

 
 
 
 

 


